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絶対位置測定装置および方法
回折光を利用し高分解能かつ高精度な絶対位置測
定を実現

半導体製造装置用の高精度変位センサとして光学式リニアエンコーダが
用いられており、これまでに様々なアブソリュート方式の絶対位置検出手
法が実用化されている。しかし、複雑な微細パターンの組み合わせや、複
雑な検出光学系が必要となるという問題がある。このため、白色光源と位
置検出用の不等刻線間隔を有する回折格子を適用し、分析器のスペク
トル情報をもとに、絶対位置を検出する光学式1軸エンコーダが提案され
ている。しかし、回折格子が直線移動する際の回転運動誤差が絶対位
置の検出に影響するという課題がある。
本発明では回折光群のスペクトルを分析することで、1軸ないし2軸方向に
ついての高分解能かつ高精度な絶対位置測定を実現できる光学式絶対
位置測定装置、およびその測定方法を提供することが可能となった。本発
明では、不等刻線間隔1軸回折格子が、白色光源から生成された白色
光束を入射するよう設けられ、回折格子の絶対位置を、分析器で分析し
た光スペクトルをもとに検出したピーク波長から検出する。

概要

 高分解能かつ高精度な光学式絶対位置測定装置
 回折光を利用することで、回転運動誤差の影響を取り除く
 半導体製造装置
 工場などの工作機械
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